8. Messsysteme mit L- und C-Sensoren

8.1 Senscren

a) induktive Sensoren

Tauchanker-Aufnehmer (Einzel-Sensor)

e Differential-Tauchanker-Aufnehmer (Doppel-Sensor)
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b) kapazitive Sensoren
e Plattenkondensator (Einzel-Sensor)

Varigtion das Plattenabstandes:

|/
di ///;!/////Z dC Ene A C

Eac— =20
dd &2 d

« Differential- Plattenkondensator (Dcppel-Sensor)
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Anwendung:

Weg-Messung
Winkei-Messung
Kondensatormikrophen
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8.2 Messung komplexer Widerstidnde

a) digitale Messmethoden

Schwingkreis --> Frequenz-, Pericdendauvermessung
RC-Messungen mit Relaxartionsoszitlatoren, DualSlope-Methoden

Kaorrelative Messungen

b) Wechselstrom-/Wechselspannungsbriicken

2 © 2 i .
! =% Z. Ze
U Ug

2O

Ug 15

N | P
e &L

-—-.. 3] [ 1 ¢ ] —~
oy s el T Ealu Fda-Ta o
| = = — 0 o - =
v b =
ip\ ,: Iay] 7 s - ™ {LL’)’- —_— 9| -~ ~
i Ty + La )I’“q Ty - Tyt T+

MTINF-352003-Vorlesung

g5



